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※概要（Summary）： 

局在プラズモンを利用した表面増強ラマン分光に用い

る金属ナノ構造体の試作について NPF に技術相談した。

Si 基板上に市松模様形式で Ag(1ｍｍ□、厚み 50nm)
正方形パターンをリフトオフ法で試作する方法を検討した。

具体的にはレジストコート、描画と現像条件、Ag成膜の方

法と加工条件、リフトオフ条件など項目ごとに問題点と解

決法を調べた。 
その結果、電子線リソグラフィー法によるパターン作製、

抵抗加熱真空蒸着法による Ag 成膜で加工できる見極め

が得られた。各加工に要する時間は実際にサンプルを試

作して求める。それらの結果に基づき、サンプル試作の手

順と作業時間を見積もることにした。 
主な使用装置はスピンコーター、電子線描画装置、小

型真空蒸着装置、UV オゾンクリーナー、及び、短波長レ

ーザー顕微鏡もしくは SEM である。各装置は加工条件

の設定を含めて指導して頂くことになった。 
 


